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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1071-10:2009) wurde von der Arbeitsgruppe ,Prifung von keramischen Beschichtun-
gen“ des CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Grofibritannien)
gehalten wird.

Zur EN 1071-10 gibt es kein Arbeitsgremium im DIN, da seitens der deutschen Fachoéffentlichkeit kein
Interesse an diesem Normungsthema bekundet wurde.

Anderungen

Gegenlber DIN CEN/TS 1071-10:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN CEN/TS 1071-10: 2004-10
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ICS 81.060.30 Ersatz fir CEN/TS 1071-10:2004

Deutsche Fassung

Hochleistungskeramik —
Verfahren zur Prafung keramischer Schichten —
Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke mittels Querschliff

Advanced technical ceramics — Céramiques techniques avancées —
Methods of test for ceramic coatings — Méthodes d'essai pour les revétements céramiques —
Part 10: Determination of coating thickness Partie 10: Détermination de I'épaisseur du revétement par
by cross sectioning découpage transverse

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 19. Juni 2009 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm bestenht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 1071-10:2009 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1071-10:2009-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1071-10-2009-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1071-10-2009-10

DIN EN 1071-10:2009-10
EN 1071-10:2009 (D)

Inhalt

Seite
Y e Yo ) o 3
=T 1= 1 0] T OSSR 4
1 N A=Y T TR g Yo T= o =T =Y o o S 5
2 NOrMative VErweiSUNGEN ......coiciiiiiiii it n s e an e e n e e e nn e e 5
3 7= |15 - 5
4 KUurzbeschreibung .......c.ooiieiiiii i 5
5 L= - 1 (= 5
5.1 RasterelektronenmikrosSkop (REM)......... i 5
5.2 LiChtMIKIOSKOP ..cceeeeeeiiiiemeieiemnennnmnnnnsnsnnnnmnmnnnnsnsnsnsssnnsssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssssnssssssnsssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 5
6 Probenvorbereitung.........ciiiiiiir e 6
6.1 Herstellung des QUEersSChIiffes.........cccciiireiiinresierrrcre e s e e e s 6
6.2 (0 ¢ T=Y o i = T2 ¢ 1= 0 Y= 18] 0 1= 1 6
6.3 RSTed 41 Vo [T g O LU= o ] 1 PP 6
6.4 [ o] o T=Y g LT3 41 ¢ Vo | £= Ve 1= SR 6
6.5 Beschadigung der BeSChiChtUNG..........oo e mmnn e 6
6.6 Abrunden von Kanten der BeSChiChtung..........coomiiiiiiicc e e 6
6.7 (0] oT= o i FTed o Lo T 4 =1 2= TS =T 0T 4 SO 6
6.8 Y -1 7.2 =Y o . 7
6.9 B2 T o2 4150 1= T T 7
7 Kalibrierung der MeSSgerate .......ccucviriiinsimiiisis s s 7
71 R = 1 = L= 7
7.2 [ 00T 0T = T o - 7
7.3 1 =TS ] o ' 7
7.4 Berechnung der VergroBEIUN( .......ccccceeiiccccessreerseissssssssssssessssssssssssssssessssssssssssnsssssssssssssssnssssssssssssnnsnns 7
7.5 £SY o3 0 1T1VZ= Lo 1= g 2o 14 - T3 8
7.6 B2 o 1o 1= 113 T PSSP 8
7.7 GleichmaRigkeit der VergroBerung.......cccccuiccceemrmrriiiiicssssmsessesssssssssssmssssssssssssssnmsssssssssssssssmsssssssssssnns 8
7.8 Stabilitat der VergroBerung ... mreriiiiicssssnres s sssssssssssssss s s ssssssssssmsssssssssssssssmssssssssssssnssssssssss 8
8 Lo TRV T = 10T (= 0 8
8.1 Y Lo =T 4 =Y T = 8
8.2 BildanfertigUng ......coicciiiiisiiiir i —— 8
8.3 LT T 9
8.4 ASTed T Ted ] o [Ted €= 4T 0 =Y = o7 4T 10 3 9
8.5 Berichtigungsverfahren ... n e 10
9 1Y =X 0T T3 o2 2 1= o 1= 10
10 ANgabe der ErgebniSSe. ... .o ccccsecr s sssrr e nn e s nn e e e e e n e nnn e e e e e nn e nnnns 10
1 g oY= T 3 OO 10
Anhang A (informativ) Allgemeine Leitlinie zur Anfertigung und Messung von Querschliffen............... 11
A T (= 0T ' 11
A.2 £ o3 310 1= Lo (=Y o T 11
A3 18T o X L 1
A4 ES o2 0] LY 1 =Y T T e I o | = =Y o 12
A.5 Einsatz eines RasterelektronenmikroSKOPS ......c.cueueememmmmmmmnmnnnnn s ssssssnns 12
I = 0T 11T = 13

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1071-10:2009-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1071-10-2009-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1071-10-2009-10

DIN EN 1071-10:2009-10
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 1071-10:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 184 ,Hochleistungskeramik*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2010, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis Januar 2010 zurtickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berlihren kénnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafir verantwortlich,
einige oder alle diesbeziglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ist Ersatz fur CEN/TS 1071-10:2004.

EN 1071 Hochleistungskeramik — Verfahren zur Priifung keramischer Schichten besteht aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit einem Kontaktprofilometer
— Teil 2: Bestimmung der Schichtdicke mit dem Kalottenschleifverfahren
— Teil 3: Bestimmung der Haftung und Formen des mechanischen Versagens mit dem Ritztest

— Teil 4: Bestimmung der chemischen Zusammensetzung durch Elektronenstrahl-Mikrobereichsanalyse
(ESMA)

— Teil 5: Bestimmung der Porositéat (zurlickgezogen)

— Teil 6: Bestimmung der Besténdigkeit gegen Abriebverschleild von Schichten mittels Mikroabriebpriifung
— Teil 7: Bestimmung der Hérte und des Elastizitdtsmoduls durch instrumentierte Eindringpriifung

— Teil 8: Rockwell-Eindringpriifung zur Bewertung der Haftung

— Teil 9: Bestimmung der Bruchdehnung

— Teil 10: Bestimmung der Schichtdicke mittels Querschliff

— Teil 11: Bestimmung der inneren Spannung nach der Stoney-Gleichung

— Teil 12: Schwingungs-VerschleiBpriifung")

— Teil 13: Bestimmung der VerschleiRrate mittels Stift-Scheibe-Priifung")

Die Teile 8 und 11 sind Technische Spezifikationen. Teil 7 wurde zuriickgezogen aufgrund der Veroffent-
lichung von EN ISO 14577-4:2007.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.

1) In Vorbereitung zz. der Veréffentlichung dieser Européischen Norm.
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